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Resumo O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e validação de um microssensor de condutância elétrica para 

avaliação da espessura de filmes líquidos em escoamentos anulares. Protótipos do sensor foram fabricados em 

substratos de vidro TEMPAX utilizando técnicas de fabricação de sistemas microeletromecânicos (MEMS), seguindo os 

seguintes procedimentos: (i) deposição de metais no substrato; (ii) fotolitografia padrão; (iii) corrosão dos metais; (iv) 

deposição de dióxido de silício (SiO2); (v) fotolitografia padrão, e; (vi) corrosão do SiO2. Para os testes dos dispositivos, 

foram produzidos filmes líquidos de espessuras variadas, movendo uma placa plana de TEMPAX verticalmente sobre o 

sensor, utilizando um sistema composto de um posicionador micrométrico e um sensor de força. Os testes se iniciavam 

com a placa e o sensor em contato, definindo o ponto de espessura zero. Filmes com espessuras inferiores a 20µm foram 

produzidos e a capacidade do sensor em avaliar filmes delgados, encontrados em escoamentos anulares em microcanais, 

foi demonstrada. 
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